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摘要(译)

提供导管3和导管4以使载液流动到气体交换器7，并且在导管3中提供参
考pH电极14，并且在导管4中，测量pH电极16是提供。气体交换器7通
过透气膜6从外部隔开。首先，将气体交换部分1插入测试物质中，然
后，载气溶液以气体交换程度的速度流动。此时，发现在参考pH电极14
和测量pH电极16之间的输出电位差Δ（0）。接下来，载体溶液以预定速
度缓慢流动，使得气体交换在气体交换器7中完全传导，在时间t，参考
pH电极14和测量pH电极16之间的输出电位差Δ（t）求出，求出此时测定
的Δ（t）与上次得到的Δ（0）之差ΔΔ（t）。该值对应于正确的气体分
压变化。
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